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【はじめに】我々は現在，積層メタル技術を用いて高分解能な静電容量型 MEMS

（Microelectromechanical systems）加速度センサを開発している[1]。MEMS加速度センサでは微小

なセンサ可動部（錘）における機械的雑音（Brownian Noise，BN）が高分解能化の決定要因となる。

BN評価を行うためには、MEMS加速度センサのパッケージング（PKG）前後で評価が必要である。

そこで本研究では，レーザドップラ振動計（LDV）と LCR メータによる容量－周波数特性（CF

特性）評価を組み合わせた BN評価手法を検討したので報告する。 

【デバイス・評価手法の概要】積層メタル技術による 1軸静電容量型MEMS加速度センサに関し

て，図 1に断面模式図，図 2に試作デバイス写真を示す。今回は本デバイス 5個に対して実測評

価を行った。 

【評価結果】試作デバイスの一つについて，LDVで測定したパルス電圧印加後の錘変位－時間特

性を図 3（a）に，CF測定結果を図 3（b）に示す。5個の各デバイスに対して同様の測定を行い，

評価結果を表 1 にまとめた。錘質量は錘表面形状測定から算出し，b 理論値は解析モデル[2]より

算出した。評価結果より，fresは評価方法による差異は少なく，b，Q[3, 4]，BNは LDV評価結果が

理論値に近いことを確認した。LDV 測定は PKG 後の評価は困難であるが，CF特性は PKG 後に

も測定可能である。 

【結論】MEMS加速度センサの BN評価手法について，LDV評価値と CF評価値を検討した結果，

デバイス PKG前に BNを LDV評価し，PKG後に CF測定による fres評価より動作確認を実施する

ことで，BN評価が可能と考えられる。 
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Fig. 1. MEMS accelerometer with an Au proof mass. 

 

Fig. 2. Developed MEMS accelerometer. 

 

 
Fig. 3 Measurement results. (a) Displacement-time 

and (b) CF characteristics. 

 

Table 1. Evaluation results. 

 

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)17p-P7-11 

© 2018年 応用物理学会 12-049 13.4


